Allegato A (fac - simile di dichiarazione) 


Spettabile 
FONDAZIONE BRUNO KESSLER 
Via S. Croce 77 
38122 - TRENTO 


DICHIARAZIONE
ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000


	Il sottoscritto 
	____________________________________________________

	nato il 
	____________________________________________________

	a 
	____________________________________________________

	Provincia 
	____________________________________________________

	Codice Fiscale 
	____________________________________________________

	in qualità di 
	____________________________________________________

	dell’operatore economico 
	____________________________________________________

	con sede legale in 
	____________________________________________________

	via 
	____________________________________________________

	C.A.P. 
	____________________________________________________

	partita IVA 
	____________________________________________________

	codice fiscale 
	____________________________________________________



nel presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di gestione del laboratorio Clean Room MEMS della Fondazione Bruno Kessler, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
 
Dichiara di essere in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti ed in particolare:
[bookmark: _GoBack]
1. che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di _____________________________ in data ___________________ al n. d’iscrizione ______________________ per l’attività corrispondente all’oggetto del servizio di cui trattasi;
2. di non versare in alcuna delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
3. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68);
4. Di avere esperienza nella fabbricazione di rivelatori e sensori basati sulla tecnologia in silicio CMOS-like e MEMS per aver effettuato le seguenti lavorazioni:
	Beneficiario
	Periodo di attività

	
	

	
	

	
	



5. Di avere competenze nell’utilizzo e nella manutenzione di macchine tipiche di Clean Room dedicate alla tecnologia in silicio, analoghe a quelle in uso presso la CR MEMS;
6. Di avere competenze nell’utilizzo di software di tipologia MES – Manufacturing Execution Systems.

Luogo e Data ____________________________________

Timbro e Firma* __________________________________






*Si allega copia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
